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LCD Scanner
液晶スキャナー FX-101S

この製品はISO9001 の認証を受けた事業所で、開発・製造されました。
This product was developed and manufactured in the factory certified under ISO 9001.

Supports 10th Generation Extra Large Plate Applications
Also Supports 11th Generation Extra Large Plates after
System Modification
Main Features

Multi Lens System

High Throughput
High throughput for extra large plate sizes is achieved using a wide exposure field coupled
with a high-speed stage. Two 60-inch wide panels can be exposed in a single scan.

[Examples of 10th generation plate size application]
65-inch wide panel: 270 panels/hr 60-inch wide panel: 410 panels/hr
40-inch wide panel: 810 panels/hr

High Resolution
Excellent resolution of 3 µm (L/S) across the entire plate

High Alignment Accuracy
Accuracy of ±0.6 µm or less is achieved using simultaneous multipoint alignment with
the ultra precise stage.

第10世代の超大型プレートサイズに対応
第11世代プレートサイズにも改造で対応可能

特長

マルチレンズシステムを搭載

高スループット
広い露光範囲と高速ステージにより、超大型プレートサイズにおいても高い
スループットを実現しています。露光範囲は一回のスキャン露光で60インチ
ワイドパネルを2面焼き付けることが可能です。
［第10世代プレートサイズ対応例］
65インチワイドパネル：毎時270枚、60インチワイドパネル：毎時410枚、
40インチワイドパネル：毎時810枚

高解像度
プレート全面で3 μｍ（L/S）の高解像度を実現。

高精度アライメント
多点同時アライメントの採用と高精度ステージにより、±0.6 μm以下を実現。

FX-101S

Resolution (L/S) (switchable) 解像度（切替可） 3.5 µm (g+h+i-line), 3.0 µm (i-line) (option)

Projection magnification 投影倍率 1:1

Alignment accuracy アライメント精度 ≦±0.6 µm

Plate size プレートサイズ 2,880 mm � 3,130 mm (11th generation plate size can be supported by modified models.)
（第11世代プレートサイズに改造可能）

Tact time タクトタイム 70 sec/plate
Conditions: 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm2

SPECIFICATIONS

液晶露光装置総合

L C D  E x p o s u r e  E q u i p m e n t



LCD Scanners
液晶スキャナー FX-76S/86S

LCD Scanner
液晶スキャナー

Supports 7th and 8th Generation Large Plate Applications
Delivers Higher Productivity and Enhanced Exposure
Stability

Main Features

Multi Lens System
Both models feature the Multi Lens System consisting of multiple projection lenses. 
This design enables a wide exposure field and excellent resolution.

High Throughput
FX-76S (1,950 mm � 2,250 mm): 514 panels/hr (42-inch wide panels), 

385 panels/hr (48-inch wide panels)
FX-86S (2,200 mm � 2,500 mm): 496 panels/hr (46-inch wide panels), 

372 panels/hr (52-inch wide panels)

Improved Exposure Performance
The FX-76S/86S employ a new high-precision calibration function initially developed for
the 10th generation LCD scanner FX-101S, and provide enhanced exposure stability
performance.

High Resolution
The Multi Lens System paired with the proprietary Nikon focus control system ensures
excellent resolution of 3 µm (L/S) across the entire plate.

High Alignment Accuracy
Alignment accuracy of ±0.6 µm or less is achieved using simultaneous multipoint
alignment with the ultra precise stage.

第7～8世代プレートサイズ対応
生産性の向上と、より安定した露光性能を実現

特長

マルチレンズシステムを搭載
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。
広い露光範囲を確保すると同時に、高解像度を達成しています。

高スループット
FX-76S(1,950 mm × 2,250 mm)の場合：
毎時514枚(42インチワイドパネル)、毎時385枚（48インチワイドパネル）
FX-86S(2,200 mm × 2,500 mm)の場合：
毎時496枚(46インチワイドパネル)、毎時372枚（52インチワイドパネル）

露光性能の向上
第10世代基板用露光装置FX-101S用に開発した高度なキャリブレーション
機能を適用し、より安定した露光性能を実現します。

高解像度
マルチレンズシステムとニコン独自のフォーカス制御システムにより、
プレート全面で3 μm（L/S）以下の高解像度を実現。

高精度アライメント
多点同時アライメントの採用と高精度ステージにより、アライメント精度
±0.6 μm以下を実現。

FX-76S FX-86S

Resolution (L/S) 解像度 3.0 µm (g+h+i-line)

Projection magnification 投影倍率 1:1

Alignment accuracy アライメント精度 ≦±0.6 µm 

Maximum plate size 最大プレートサイズ 1,950 mm � 2,250 mm 2,200 mm � 2,500 mm

Tact time タクトタイム 56 sec/plate       58 sec/plate
Conditions: 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm2 Conditions: 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm2

SPECIFICATIONS

FX-66S

FX-66S

Resolution (L/S) 解像度 3.0 µm (g+h+i-line)

Projection magnification 投影倍率 1:1

Alignment accuracy アライメント精度 ≦±0.6 µm

Maximum plate size 最大プレートサイズ 1,500 mm � 1,850 mm

Tact time タクトタイム 52 sec/plate
Conditions: 1,300 mm � 1,500 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm2

SPECIFICATIONS

第5～6世代プレートサイズ対応
大型プレート基板による中小型パネル製造に対応

特長

マルチレンズシステムを搭載
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。
広い露光範囲を確保すると同時に、高解像度を達成しています。

高スループット
1,300 mm × 1,500 mmプレートサイズの場合：
毎時21,000枚(4インチワイドパネル)、
毎時7,200枚（7インチワイドパネル）

露光性能の向上
第10世代基板用露光装置FX-101S用に開発した高度なキャリブレーション
機能を適用し、より安定した露光性能を実現します。

高解像度
マルチレンズシステムとニコン独自のフォーカス制御システムにより、
プレート全面で3 μm（L/S）以下の高解像度を実現。

高精度アライメント
多点同時アライメントの採用と高精度ステージにより、アライメント精度
±0.6 μm以下を実現。

Supports 5th–6th Generation Large Plate Applications
Enables Small and Medium-sized Panel Manufacturing
from Large Plates 

Main Features

Multi Lens System
The FX-66S features the Multi Lens System consisting of multiple projection lenses. 
This design enables a wide exposure field and excellent resolution.

High Throughput
1,300 mm × 1,500 mm plate size: 21,000 panels/hr (4-inch wide panels),

7,200 panels/hr (7-inch wide panels)

Improved Exposure Performance
The FX-66S employs a new high-precision calibration function initially developed for 
the 10th generation LCD scanner FX-101S, and provides enhanced exposure stability
performance.

High Resolution
The Multi Lens System paired with the proprietary Nikon focus control system ensures
excellent resolution of 3 µm (L/S) across the entire plate.

High Alignment Accuracy
Alignment accuracy of ±0.6 µm or less is achieved using simultaneous multipoint
alignment with the ultra precise stage.

FX-67S

Resolution (L/S) 解像度 2.0 µm (g+h+i-line)

Projection magnification 投影倍率 1:1

Alignment accuracy アライメント精度 ≦±0.5 µm

Maximum plate size 最大プレートサイズ 1,500 mm � 1,850 mm

Tact time タクトタイム 54 sec/plate
Conditions: 1,300 mm � 1,500 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm2

SPECIFICATIONS

第5～6世代プレートサイズ対応
2 μmの高解像度を達成した液晶スキャナー

大型プレート基板による高精細中小型パネルの生産に対応。スキャナー方式
により、生産性向上と高解像度・高精度アライメントを同時に実現しました。
FX-66Sと組み合わせて使用することにより、最適な生産ラインが構成
できます。

特長

マルチレンズシステムを搭載
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。
広い露光範囲を確保すると同時に、高解像度を達成しています。

高スループット
1,300 mm ×1,500 mmプレートサイズの場合：
毎時20,000枚（4インチワイドパネル）、
毎時6,900枚（7インチワイドパネル）

露光性能の向上
第10世代基板用露光装置FX-101S用に開発した高度なキャリブレーション
機能を適用し、より安定した露光性能を実現します。

高解像度
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムの高解像度化のため
に、新たな調整機構を採用し、さらに独自の解像度向上技術を採用した照明
系を新規開発しました。また、計測ポイントを最適化した新オートフォーカス
システムも搭載し、2 μm（L/S）の高解像度を達成しながら、広い実用焦点
深度も同時に確保しています。

高精度アライメント
新たに測長干渉計軸を増やし、位置計測システムを新設計したことにより
計測安定性が向上し、±0.5μｍの高精度アライメントを実現しました。

Supports 5th−6th Generation Large Plate Applications
LCD Scanner Enabling High Resolution of 2 µm
The FX-67S enables high-resolution small and medium-sized panel
manufacturing from large plates. It has improved productivity and offers
excellent resolution and high alignment accuracy.
An optimal production line can be created by combining the FX-67S with
the FX-66S.

Main Features

Multi Lens System
The FX-67S features the Multi Lens System consisting of multiple projection lenses. 
This design enables a wide exposure field and excellent resolution.

High Throughput
1,300 mm × 1,500 mm plate size: 20,000 panels/hr (4-inch wide panels),

6,900 panels/hr (7-inch wide panels)

Improved Exposure Performance
The FX-67S employs a new high-precision calibration function initially developed for 
the 10th generation LCD scanner FX-101S, and provides enhanced exposure stability
performance.

High Resolution
A new adjustment mechanism has been incorporated to further improve the resolution
of the Multi Lens System, which comprises multiple projection lenses. A new illumination
system using Nikon's proprietary resolution enhancement technique has also been developed.
Also incorporated is a new auto-focus system with optimized measurement points,
enabling a high resolution of 2 µm (L/S) while also ensuring a wide depth of focus.

High Alignment Accuracy
The increased number of interferometer measurement axes and the newly designed
measurement system have led to improved measurement stability and a high alignment
accuracy of ±0.5 µm.

LCD Scanner
液晶スキャナー FX-67S


